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flowangleweremeasured attheexitofa centrifugalimpellerto connrm the applicability ofthe  
semiconductorL2F with band focus．   
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70000hである．   
図2はワイドストライプ形半導体レーザ2焦点流速  
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＊1正見長崎大学工学部（愚852長崎市文教町114）．  
＊Z准貞，（株）ゼクセル（嬰355東松山市箭弓町3－13－26）．  
－171－   
















































図2 WSL2Fの計測システム  
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図5 供試送風機の子午面断面  
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図6 流速データの確率密度分布  
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図7 設定角と有効データ数の関係   図4 飛行時間計数フローチャート  
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Blqde Pitch   
図10 羽根車出口直後の絶対流速竹U2および  
絶対流れ角α  
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図8 平均流速の比較  
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BIGde Pitch   
図11羽根車出口直後の相対流速l竹Lちおよび  
相対流れ角β   
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図9 有効データ数の二次元確率密度分布  
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4．ま  と  め  
レーザ2焦点法による流速計測システムにおいて，  
光源としてワイドストライプ形半導体レーザを用い，  






が可能であることを明らかにした．   
最後に，本研究費の一部は文部省科学研究費（課題  
番号03855030）によった．記して謝意を表する．  
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